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Seschreibung 

[0D01] Die Ertlndung betiifft Multischicht Interferenz- 
pigmentep bestehend aus alternlerenden Schichten ei- 
nes Materials mit niedrtger Brechzahl und eines Metalls 
Oder eines Materials mit hoher BrechzahK wobel die 
zentrale Schicht aus einem transparenten Oder se- 
mitransparenten Material mit nledriger Brechzahl gebll- 
det wird, 

[0D02] Mehrschichtige Pigmente mit altemierenden 
Schichten aus einem Material mit hoher Brechzahf und 
einem Material mit niedriger Brechzahl smd bekannt, Es 
handelt sich hierbe^ vorwiegend um Metaljoxide. Das 
Material m^t hoher Brechzahl kann aber auch durch eine 
semitransparente Metallschlcht ersetzt seln. Die Metal- 
loxidschlchten werden entweder im Ma3verfahrcn 
durch Auffallen der Metaltoxld hydrate aus einer Metall- 
saizlosung auf ein Tragermatenal Oder durch Aufdamp- 
fen Oder Sputtern im Vakuum hergestelft. So beschreibt 
US 4 434 010 eln mehrschlchtlges Interfersnzpigment, 
bestehend aus eIner zentralen Schicht eines reflektie- 
renden Materials (Aluminium) und atternierenden 
Schichten zweier transparenter^ dielektrlscher Materia- 
lien mit hoher und nledriger Brechzahl, beispielswelse 
TItandioxid und Sllizlumdloxfd belderseits der zentralen 
Aluminiumschicht. In etner weiteren AusfQhrungsform 
des Plgmentes werden die auf die zentrale Alumlntum- 
schicht folgenden Schichten durch Magneslumfluroid 
und Chrom geblldet. Dieses Pigment wlrd f Or den Druck 
von Wertpapreren eingesetzt, 

[0003] JP H7-759 (A) beschreibt ein mehrschichtiges 
Interferenzpigment mil metallischem Glanz. Es besteht 
aus einem Substrat, das mtt alternlerenden Sdiichten 
von TItandioxid und Siliziumdioxld beschichtet 1st. Das 
Substrat wIrd aus Aluminium-, Gold- Oder Silberplatt- 
chen Oder Plattchen aus Glimmer und Gias, die mit Me- 
tallen beschichtet sin d, geblldet. Dieses Pigment besitzt 
hohes Deckvermogen. Fur Anwendungen, bei denen el- 
ne hohe Transparenz dee pigmentlerten Materials ge- 
fordert wird, beispielswelse fur Agrarfollen, 1st das Pig- 
ment ungeeignet, Weiterhin hat es den Nachteil, daB 
der typische Tiefeneffekt von Interferenzpigmenten 
nicht ©rzeugt wird, da durch die starke Reflexion des 
Uchtes an der den Kern bfldenden Metallschlcht, tiefer 
im Anwendungsmedium fiegende Pigmentteilchen nur 
sehr wenig zum optischen Erscheinungsbild beltragen 
konnen, Der Interferenzeffekt bleibt deshalb auf die sich 
auf der Metallschlcht beflndenden Schichten begrenzt, 
[0004J US 5,669,535 beschretbt Interferenzplgmente 
enthaltend reflektierende Metallschichten. die beidseitig 
mit einem mehrschichtigen Interferenzfiim belegt slnd. 
DIeser Interferenzfiim setzt sich aus Paaren dietektri- 
scher Schichten und semitransparenter Metallschichten 
zusammen. 

[0005] Aus der EP 0 753 545 slnd goniochromatische 
Glanzpigmetite auf der Basis von mehrfach beschichte- 
ten, hochbrechenden, fur sichtbares Licht teilweise 
durchl&ssigen, nfehtmetallischen, piattchenf5rmlgen 



Substratenbekannt Diese Substratesind mit einer farb- 
losen Beschbhtung mit einem Brechungsindex n < 1,8 
sowie erner reflsktle renden, selektiv Oder nichtselektiv 
absorblerenden, fur sichtbares Licht teilweise durchlas- 

5 sigen Beschichtung versehen. 

[0006] In US 6.281 ,480 wird ein Verfahren zur Her- 
steliung optisch variabfer Plattchen beschrieben, wobel 
ein flexibler Trager mit optisch variablen, dunnen 
Schichten belegt wird und die erhaftenen Pigmente an- 

^0 schlieBend vom flexiblen Trager abgetrennt werden. 
[0007] Aufgabe der Ertlndung 1st es, ein im wesentJi- 
chen transparentes interferenzpigment mit kraftigen In- 
terferenzfarben und einer starken WInkelabhinglgkeit 
der Interferenzfarben zur Verfugung zu stellen. Daruber 

i5 hlnaus besteht die Aufgabe der Ertlndung darin, Pig- 
mente mit speziellen, spektralen Charakterlstiken im 
sichtbaren Bereich und Im infra rot-Bereich zur Verfu- 
gung zu stellen, 

[0008] Diese Aufgabe wird gemAB der Erfindung ge- 
^0 lost durch eln mehrschichtiges Interferenzpigment, be- 
stehend aus emer zentralen Schicht eines transparen- 
ten Oder semitransparente n Materials mit niedriger 
Brechzahl und alternlerenden Sdilchten eines Metalls 
Oder eines Materials mit hoher Brechzahl und eines Ma- 
^5 terials mit niedriger Brechzahl belderseits der zentralen 
Schicht. 

[0009] Weiterhin wird diese Aufgabe gemaB der Er- 
findung gelost durch eln Verfahren zur HersteMung des 
erfindun^gemaBen Plgmentes durch 

30 

Aufbrlngen einer Abloseschlcht aus einem in Was- 
ser Oder Losemittein losllchen Material auf emen 
Trager, 

35 - Abscheiden eines Schichtsystems aus abwech- 
selnden Schichter? eines Materials mit nledriger 
Brechzahl und eines Metalls oder eines Materials 
mit hoher Brechzahl auf die Abl6seschicht, wobel 
als zentrale Schicht eine Schicht aus einem trans- 
40 parenten oder semltransparenten Material mit nied- 
riger Brechzahl aufgebracht wird, 

Entfernen des gebildeten Schichtsystems vom Tra- 
ger durch Auflosen der Abloseschicht, Waschen 
45 und Trocknen des erhaltenen plattchenformigen In- 
terferenzpigmentes, 

warmebehandlung des Pigments im Stick- 
stoffstrom bei 1 00 bis 300 und 

BO 

Mahlen und Wassieren des Pigmentes. 

[0010] Gegenstand der Erfindung ist auBerdem die 

Verwendung der erflndungsgemaBen Pigmente zur Pig- 
55 mentierung von Lacken, Druckfarben, Kunststoffen, 
Kosmetika und zur Herstellung von Pollen, 
[0011] Das Material mit hoher Brechzahl ist ein Me- 
tatloxid Oder Mischungen von Metalloxlden ohne absor- 
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bierende Elgenschaften, wie z.B. Ti02, Zr02. Oder ZnO, 
10012] Das Metall 1st vorzugsweise Aluminium, 
Chrom, Nickel, eine Chrom-Nlckel-Legierung oder Sfl- 
ber Chrom und Aluminium sind dabel bevorzugt, da ale 
lelcht abzuschelden sind. AuBerdem weisen hier die 
Schlchten eine gut zu kontrolllerende ReflektMtat und 
e]ne hohe Korroslonsbestandigkoit auf. 
[0013] Das Material mit nledriger Brechzahl 1st MgFg 
oderein Metalloxid wie SiOg, AI2O3 oder eine l\/1ischung 
daraus und hat ebenfalls nicht absorbierende Eigen- 
schaften. Gegebenenfalls kann das Material mlt nledri- 
ger Breclizaht Alkali- und Erdalkalioxide als Bestandtei- 
le enthaften- 

[0014] Bevorzugt werden als Material mlt nledriger 
Brechzahl Polymere, wie z.B. Acrylate eingesetzt. Die 
verwendeten Monomere haben em Molekulargewicht 
von 200 bis 1 000 und stehen als Mono-, Di- oder Triacry- 
late zur Verfugung. HInslchtlich funktioneiier Gruppen 
smd sle als Kohienwasserstoffe, Polyole, Poiyether, Si- 
ffcone Oder als fluorlerte teflonartige Monomere verfOg- 
bar. Dlese Monomere konnen durch Elektronenstrahlen 
Oder UV-Strahfen polymerlslert werden. Die erhaltenen 
Schlchten besltzen eine Temperaturstabilltat bis zu 260 
^C. Die Brechzahlen der Acryiatschichten tiegen Im Be- 
relch von 1 ,35 bis 1 ,60. Weitere Angaben sind be! David 
G. Shaw und Marc G. Langlols zu finden: Use of a new 
high speed acrylate deposition process to make novel 
multilayer structures, MRS-Tagung in San Francisco 
1996; A new high speed process for vapor depositing 
fluoro and silicone acrylates for release coating applica- 
tions, Tagung der Society of Vacuum Coater in Chicago, 
Illinois, 1996, 

[0016] Die Differenz der Brechzahlen zwischen efner 
Schicht mit hoher Brechzahl und einer Schicht mlt nled- 
riger Srechzahl sollte mindestens 0,1 betragen. 
[0016] Die Schichtdicke der Schlchten mit nledriger 
und hoher Brechzahl wird auf Werte zwischen 20 nm 
und 700 nm, bevorzugt zwischen 60 nm und 500 nm 
eingestelit. Die Schichtdicke der Metailschichten wird 
auf 6 bis 20 nm eingestellt, urn Semltransparenz zu er- 
halten, 

[0017] Die mit einem Vielfachschlchtsystem maximal 
erreichbare Reflexion hftngt von der Schlchtzahi und 
den Brechzahlen der Schichten ab: 



[0018] Dabei ist n^ die Brechzahl der hochbrechen- 
den Schichtf nL die Brechzahl der niedrigbrechenden 
Schicht und P ist die Schichtzahl Diese Gleichung gilt 
fiir eine Schichtzahl von 2p + 1. 
[0019] Die Schichtdicke fur maximale Reflexion ist Je- 



wells d = Xy4n Oder efn Vieffaches davon mit der Licht- 
welleniange. Die Dicks und Anzahl der Schichten richtet 
sich nach dem gewunschten Effekt hinsichtlich Interfe- 
renzfarbe und Winkelabhangigkeit der interferenzfarbe. 

5 X bewegt sich im Berelch zwischen 400 nm (>^olettes 
Licht) bis etwa 750 nm (roter Bereich). Um entsprechen- 
de Farben zu bekommen, muB die Schichtdicke, abhan- 
glg von der Brechzahl des optisch dunneren Mediums 
eingestellt werden. DarCiber hlnaus kann man die erfin- 

io dungsgemaBen Pigment© auch dazu ernsetzen, In den 
angrenzenden Wellenberelchen - (UV - Infrarot) - ent- 
sprechende selektiv refiektierende Pigmente herzustel- 
ien. 

[0020] in der Feinoptik, z.B. bei der Herstellung von 
*5 Spiegelschichten, Strahltellern oder Flltem wtrd mlt 
Schichtzahlen bis zu 1 00 oder mehr gearbeitet Fur die 
Herstellung von Pigmenten sind derarllg hohe Schicht- 
zahlen nicht notwendig. Die Anzahl der Schichten llegt 
normalerwelse unter 10. 
^0 [0021] Die einzetnen Schlchten werden nach bekann- 
ten Verfahren durch Sputtern von Metalfen, beispiels- 
weise von Aluminium oder Chrom oder von Legierun- 
gen, wie zum Beisplel Chrom-Nickel-Legierungen so- 
wle von Metalloxlden, belsplelsweise von Titanoxid, Sl- 
25 liciumoxid oder Indium-Zinn-Oxid oder durch themnl- 
sches Verdampfen von Metallen, Metalloxiden oder 
Acrylaten hergestellt. 

[0022] Bevorzugt Wird fur die Herstellung der erfin- 
dungsgemSBen Pigmente eine Vakuumbandbeschich- 
30 tung, wie sle in US 5 440 446 fQr die Herstellung von 

Hochspannungskondensatoren und in EP0 733 91 9 fur 
die Herstellung von Interferenzfarbfiltern beschrieben 
wird* 

[0023] Als TrSger fOr das Interferenzschlchtsystem 
35 wird ern flexibles Band aus Polyethylenterephthalat 
(PET), anderen Poly ester n, Poly aery late n, Polyethylen 
(PE) Oder Polypropylen (PP) verwendet. 
[0024] Die Abloseschicht, die auf den Trager aufge- 
bracht wird» um das Interferenzschlchtsystem nach er- 
folgter Abscheldung vom flexiblen Band ablosen zu kon- 
nen, besteht aus elnem in Wasser oder Losemitteln Ids- 
lichen Material, wie z.B, Polyethylenglykot, Wachs oder 
Silikon, Als Losungsmitte! werden Wasser oder Aceton 
verwendet. 

^5 [0025] Im folgenden soil das Aufbrlngen der fnterfe- 
renzschichten durch Aufdampfen naher beschrieben 
werden: 

[0026] Bel den Auf dampfverfahren werden die zu ver- 

dampfenden Stoffe im Vakuum erhitzt und verdampft, 
50 Die Dampfe kondensieren auf den katten Substratfla- 
Chen zu den gewunschten dunnen Schichten. Die Ver- 
dampfung geschleht entweder In Behaltern aus Metall 
(Schiffchen aus Wolfram, Mol^^dSn oderTantaiblech), 
die durch Stromdurchgang direkt beheizi werden, oder 
55 durch BeschuBmit Elektronenstrahlen. 

[0027] Fur die Herstellung des Interferenzschlchtsy- 
stems kann eine herkommllche Bandbedampfungsan- 
iage eingesetzt werden. Die Aufdampfantage besteht 
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aus den ubilchen Komponenten, wie Vakuumkessel, 
VakuLimpumpsystem, DruckmeB- und Steuerefnheitan, 
Verdampfereinrichtungen, wfe Widerstandsverdampfer 
(Schiffchen) oder Elektronenstrahlverdampfer, Schicht- 
dickenmelB- und Kontrollsystem, Voirichtung zur Eln- 
stellung bestimmter Druckverhaltnisse sowie ein 
Gaseintaf?" und Regelsyst^m fur Sauerstoff. 
[002B] Die Hochvakuumaufdampftechnik ist ausfuhr- 
lich beschrieben in Vakuum-Beschlchtung, Bande 1-5; 
Herausgebor Froy, Kienel u. Lobl, VDI-Verlag 1996. 
[0029] Das Aufbringen der Schichten durch Sputter- 
Verfahren erfolgt auf folgende Weise: 
[0030] Beim Sputterverf ahren Oder be! der Kathoden- 
zerstaubung wird zwischen dem Trager und dem Be- 
schlohtungsmaterial, das In Form von Flatten (Target) 
vorfiegt, eirte Gasentladung (Plasma) gezundet- Das 
Beschbhtungsmaterial wlrd durch energlereiche lonen 
aus dem Plasma, zB. Argonlonen, beschossen und da- 
durch abgetragen bzw. zerstaubt. Die Atome oder Mo- 
lekQIe des zerstaubten Beschichtungsmaterials werden 
auf dem Trager niedergeschlagen und bilden die ge- 
wOnschte dunne Schicht, 

[0031] Fur Sputterverf ah ran eignen sich besonders 
Metalle oder Legierungen, Diese konnen mltvergielchs- 
weise hohen Geschwindlgkeitenj Insbesondere Im so- 
genannten DC-Magnetron -Verf ahren, zerstaubt wer- 
den. Verbindungen wie Oxide oder Suboxide oder Mi- 
schungen aus Oxiden konnen durch Einsatz des Hoch- 
frequenz-Sputtem ebenfalls zerstaubt werden. Dleche- 
mische Zusammensetzung der Schichten wird durch 
die Zusammensetzung des Beschichtungsmaterials 
(Target) bestimmt. Sie kann aber auch durch Zusatze 
zum Gas, das das Plasma bildet, beernfluBt werden^ 
insbesondere werden Oxfd- oder Nitrltschichten durch 
Zusatz von Sauerstoff oder Stfckstoff im Gasraum her- 
gestejlt. 

[0032] Die Struktur der Schichten kann durch geelg- 
note Mal3nahmen, wie BeschuB der aufwaohsenden 
Schlcht durch lonen aus dem Plasma, beelnfluBt wer- 
den. 

[0033] Das Sputterverfahren Ist ebenfalls beschrie- 
ben in Vakuum-Beschlchtung, Bande 1-5; Herausgeber 
Frey, Kiene! und Lobf, VDI-Verlag 1995. 
[0034] Das Prinzip des Aufbrlngens der Schfchten ist 
In US 5 440 446 und EP 0 733 919 beschrieben und 
erfolgt auf folgende Welse: 

[0035] .Die gesamte Beschichtungsanlage befindet 
sich innerhalb einer konventlonellen Vakuumkammer 1 . 
Auf elner Abspulrolle 2 ist eIn Polyesterband aufgowik- 
kelt, auf das berelts auf einer Selte eine Metaltschfcht 
aufgebracht ist. Vor der Metallisterung wurde das Poly- 
esterband mft einer Abldseschichtversehen. Das Poly- 
esterband 3 wird ubereine rotierende Trommel 4 gefOhrt 
und auf die Aufnahmerolle 6 aufgewrckelt, Rolle 6 und 
Rolle 7 dienen ais Spann- und Fuhrungsrollen. 
[0036] Das Band passiert die Metalflsierungsstatlon 
8, wo eine semitransparente Metallschlcht durch Vaku- 
umverdampfung oder Sputtem abgeschleden wird. An- 



schlieBend passiert das Band den Schnellverdampfer 
9, tm Verdampfer befindet sich etn gasformiges Acryl- 
atmonomer, das als dunne Schlcht auf die auf dem Tra- 
gerband beflndliche Metallschicht abgeschieden wird. 

& Das Band durchlauft anschlieBend eine Bestrahlungs- 
station 10, wo es mit Elektronen oder uttraviolettem 
Ucht bestrahlt wird. Durch die Bestrahlung wird die Po- 
lymerisation des Acrylalmonomers ausgelost. Dann 
passiert das Band die zweite lyietafllsierungsstatlan 11. 

1 0 Bel Station 1 2 wl rd el n e weitere Aery 1 atmonomersch Icht 
aufgebracht, die in Bestrahlungsstation 1 3 polymerisiert 
wird In Analogie zu den in den Stationen 9 und 10 ab- 
laufenden Schritten. Danach wird auf das Band, das mit 
zwei semitransparenten Metallschlchten und zwei zwl- 

is schen ihnen angeordneten Acrylatschlchten beschich- 
tet Ist, nach Passieren von Spannrofle 7 aufgewlckelt, 
[0037] Danach durchlauft das Band ein zweites Mai 
die Vakuumanlagej wo in gfelcher Welse wie belm er- 
sten Durchiauf die Metailschfchten und die Acrylat- 

20 schicht abgeschieden werden, ailerdings sind diesmal 
die Stationen 12 und 13 auBer Betrieb. 
[003B] Fur ein Schichtsystem aus 7 Schichten, beste- 
hend aus einer zentralen Absorptlonsechicht und zwei 
Metallschichten und einer Aery latschicht beiderseits der 
zen^afen Schicht, sInd 2 Durchiauf e durch die Vakuum- 
beschtchtungsanfage erforderlich. 
[0039] Nach der Beschichtung erfolgt das Abiosen 
der Mehrfachbeschichtung dun^h Auf!6sen der Ablose- 
schlcht In einem Wasserbad, ggf . bei hohererTempera- 

30 tur, Oder In einem Losemittel, ggf. bei hoherer Tempe- 
ratur, durch Abbursten, Abschaben oder vorzugsweise 
durch Absputen. 

[0040] Bei Verwendung von Acrylaten als niedrigbre- 
chendes Material muB das Mahlen des PIgmentes bei 
35 tieferen Temperaturen im Bereich von 90 bis 273 K er- 

folgen. 

[0041] Das nachfofgende Beispie! soli die Erfindung 
eriautern. 

40 Belspiel 1 

[0042] Ein Interferenzpigment, bestehend aus 7 
Schtehten, wird durch abwechsetndes Aufdampfen von 
Chrom bzw. Aluminium und Acrylat aof ein Polyester- 

45 band in einer VakuumbedampfungsanfagegemaB Figur 
1 hergestellt. Das Pofyestsrband ist mit einer Ablose- 
schicht aus Stearin beschichtet. Nach dem Aufdampfen 
von zwei Chrom- und zwei Acryiatschichten, wlrd das 
Band ein zweites Mai durch die Vakuumanlage ge- 

so schickt, wo anders als beim ersten Durchiauf zwei 
Ch romsch ichte nundnureine Aery latschicht abgesch le- 
den werden. 
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(fortgesetzt) 
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17 
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Acrylat 


325 
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Chrom 


17 
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325 
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17 



[0043] Das Schlchtsystem wird mit Aceton vom Tra- 

gerband abgelost, mit Aceton gewaschen und getrock- 
net. AnschlieBend wtrd das erhaltene Pigment Im Stick- 
stoffstrom fur 90 min auf 300 ''C erwarmt und nachfol- 
gend in eln©r Morsermuhle der Firma Netsch 30 mm, 
gemlscht mit Kohlendioxid-TrockeneISp be! -5 bis -1 0 "^C 
auf eine mittlere TellchengroBe von 40 jim zerklelnert, 

BeJsplel 2 

[0044] Ein Interferenzplgment, bestehend aus 7 
Schichten, wird durch abwechselndes Aufdampfen von 
Chrom bzw. Sifber und Magnesiumfluorfd auf elne Foli© 
aus Polyethylenterephthalathergestellt. Die Follelstmit 
einer Abloseschicht aus Stearin beschlchtet. Das Auf- 
dampfen erfolgt In einer Hochvakuum-Aufdampfanlage 
A 700 Q der FIrma Leybold AG. 



Schichtaufbau des Pigmentes 
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[0045] Das Schlchtsystem wird mit Aceton von der 

Foil© abgefost, mit Aceton gewaschen, getrocknet und 
In einer Morsermuhle der Firma Netsch 30 min gemah- 
len. Man erhalt eln Pigment mit einer mlttlerenTeilchen- 
groBe von 40 fxm. 

Das Reflexlonsspektrum ist in Flgur2 dargestellt. 



Patentansprtiche 

1. Multischicht-lnterferenzpigment, bestehend aus ei- 
ner zentralen Schicht eines transparenten oder se- 
mitransparenten Materials mit niedriger Brechzahl 
und alternierenden Schichten eines Metalls oder ei- 
nes IVletalioxIdes ohne absorbierende Elgenschaf- 



ten mit hoher Brechzahi und eines Materials ohne 
absorbierer^de Etgenschaften mit niedriger Brech- 
zahl, 

5 2. Interferenzpigment nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet) daR das Material mit niedriger 
Brechzahl MgF2, ein Metaltoxld oder ein Polymer 
ist. 

to 3, Interferenzpigment nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzelcHinetf daB das Polymer eln Acrylat Ist, 

4, Interferenzpigment nach Anspnjch 2, dadurch ge- 
kennzetchnet, daS das Metalloxid SiOg. AI2O3 

1^ Oder eine MIschung daraus Ist 

5, Interferenzpigment nach Anspruch 1 , dadurch ge* 
kennze^chnet, daB das Metal! Aluminium, Chrom, 
Nickel, eine Ni-Cr-Leglerung oder Sllber Ist. 

20 

6, Interferenzpigment nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzelchnat, daS das Metalloxid mit hoher 
Brechzahl TIO2. Zr02, ZnO oder eln Qemisch aus 
diesen Oxiden ist. 

25 

7, Verfahren zur Herstellung des Interferenzplgmen- 
tes nach den Anspruchen 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zelchnet, daS 

30 - eine Abloseschicht aus einem In Wasser oder 
Losemfttein losllchen Material auf einenJrager 
aufgebracht wird, 

- eln Schlchtsystem aus abwechselnden Schlch- 
35 ten eines Materials ohne absorbierende Elgen- 

schaften mit niedriger Brechzahl und eines Me- 
tails Oder eines Metalloxides ohne absorbieren- 
de Eigenschaften mit hoher Brechzahl auf die 
Abloseschicht ^geschieden wird, wobef als 
^ zentrale Schicht eine Schicht aus eInem trans- 

parenten Oder semitransparenten Material mit 
niedriger Brechzahl aufgebracht wird, 

das gebildete Schlchtsystem vom Trager durch 
^ Aufl6sen der Abloseschicht entfemt wird und 

das erhaltene plattchenformige Interferenzpig- 
ment gewaschen und getrocknet wird, 

das Pigment im Stickstoffstrom einer Warme- 
st behandlung be! 1 00 bis 300 unterzogen wird 
und 

gemahlen und klasslert wird. 

55 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zefchnet, daS das Material ohne absorbierende El- 
genschafton mit niedriger Brechzahl MgFg, ein Me- 
talloxid Oder ein Polymer tst 
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9. Verfahren nach Anspmcli 8, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB das Polymer ein Acrylat ist. 

10. Verfahren nach /^spruch 8, dadurch gokenn- 
zeichnet, daU das Metaliaxid SiOa. AI2O3 oder elne 
Mischung daraus ist. 

11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Metall Aluminium, Chrom, Nik- 
kei, sine Ni-Cr-Legiemng oderSilber ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB das Metalloxid ohne absorbierende 
Eigenschaften mit hoher Brechzahl TIO2. ZrOg^ 
ZnO Oder ein Gemlsch aus diesen Oxiden ist. 

13. Verwendung der Pigmente nach den Anspruchen 1 
bis 6 zur Plg^entlerung von Laolcen, Druckfarb©n» 
Kunststo^en und Kosmetilca. 

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Pigmente als Mischungen mit 
i<onventionellen Pfgmenten und mit anderen Effekt- 
pigmenten efngesetzt werden. 

15. Lacke, Druckfarben, Kunststoffe und Kosmetlka, 
welche mit einem Pigment nach den Anspruchen 1 
bis 6 pigmentiert sind. 



Claims 

1 . Multilayer interference pigm^t consisting of a cen- 
tral layer of a transparent or semltransparent mate- 
rial of low refractive index and alternating layers of 
a metaf or of a metal oxide without absorbing prop- 
erties and of high refractive index and of a material 
wrthout absorbing properties and of low refractive 
index. 

2. Interference pigment according to Claim 1 , charac- 
terized In that the material of low refractive Index 
is Mgpg, a metal oxide or a polymer. 

3. Interference pigment according to Claim 2, charac- 
terized in that the polymer Is an acryiate, 

4. Interference pigment according to Claim 2, charac- 
terized In that the metal oxide is Si02, AI2O3 or a 
mixture thereof. 

5. interference pigment according to Claim 1 , charac- 
terized in that the metal is aluminium, chromium, 
nickel, a Nl-Cr alloy or silver 

6. tntefference pigment according to Claim 1 , charac- 
terized in that the metal oxide of high refractive in- 
dex is TiOg, Zr02j ZnO or a mixture of these oxides. 



7. Process for preparing the interference pigment ac- 
cording to Claims 1 to 6, characterized in that 

a release layer comprising a water- or solvent- 
5 soluble material is applied to a substrate, 

a layer system comprising alternating layers of 
a material without absorbing properties and of 
iow refractive Index and of a metal or of a metal 
10 oxide without absorbing properties and of high 

refractive index is deposited onto the release 
layer, the central layer applied being a layer of 
a transparent or semltransparent material of 
low refractive Index, 

15 

the layer system formed is removed from the 
substrate by dfssoiving the release layer, and 
the resulting platelet-shaped interference pig- 
ment is washed and dried, 

20 

the pigment is subjected to heat treatment at 
from 1 00 to 300*'C, in a stream of nitrogen, and 

the treated pigment is milled and classified. 

25 

8. Process according to Claim 7, characterized m 
that the material without absorbing properties and 
of low refractive index Is MgFg, a metal oxtde or a 
polymer. 

30 

9. Process according to Claim 8, characterized in 
that the polymer is an acrylate. 

10* Process according to Claim 8, characterized in 
35 that the metal oxide Is SlO^t Ai^Og or a mixture 
thereof. 

11* Process according to Claim 7, characterized in 

that the metal Is aluminium, chromium, nickel, a 
^0 Nt-Cr alloy or silver 

12. Process according to Claim 7, characterized in 
that the metal oxide without absorbing properties 
and of high refractive index is TiOg, Zr02, ZnO or a 

45 mixture of these oxides. 

13. Use of the pigments according to Claims 1 to 6 for 
pigmenting paints, printing inks, plastics and cos- 
metics. 

50 

14. Use according to Claim 13, characterized In that 
the pigments are employed as mixtures with con- 
ventional pigments and with other special-effect 
pigments. 

55 

15. Paints, printing inks, plastics and cosmetics which 
have been pigmented with a pigment according to 
Claln^ 1 to 6. 
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Revendications 

1. Pigment d Interference multicouche, constitui 
d'ynecouche cenfrale d*un mat^riau transparent ou 
semk-transparent ayant un Indice d© refraction fai- 
ble et de couches en alterrtance d'un metal ou d"un 
oxyde TYi^taHique sans proprtetds absorbantes 
ayant un indice de refraction eleve et dun mat^rlau 
sans proprietes absorbantes ayant un indice de re- 
fraction falble. 

2. Pigment d 'interference selon la revendlcatlon 1 , ca- 
racterlse en ce que le materiau ayant un indice de 
refraction faible est MgF2, un oxyde metalllque ou 
un polymfere, 

3. Pfgment d 'interference selon la revendicatlon 2, ca- 
racterise en ce que fe poiym^re est un acrylate. 

4. Pfgment d'lnterf6rence selon la revendicatlon 2, ca- 
racterise en ce que f'oxyde metalNque est SIO2, 
AI2O3 ou un melange de ceux-ci, 

5. Pigment dlnterference selon la revendicatlon 1 , ca- 
racterise en ce que le metal est ralumintum, le 
chrome, le nickel, un alllage Ni-Crou I'argent, 

6. Pigment dlnterf^rence sefon fa revendicatlon 1 , ca- 
racterlse en ceque Poxyde m^talllque ayant un in- 
dice de refraction elev6 est TiOg, ZrOg, ZnO ou un 
melange constitu^ de ces oxydes. 

7. Precede pour la preparation du pigment dlnterfe- 
rence selon les revendications 1 k 6, caracterlse 

en ce que l"on applique sur un substrat une 
couche de separation constituee d*un materiau 
soluble dans I'eau ou les solvants, 
en ce que l*on depose sur la couche de sepa- 
ration un systeme de couches constitue de cou- 
ches en alternancG d'un materiau sans proprie- 
tes absorbantes ayant un indice de refraction 
faible et d*un metal ou d*un oxyde metalfique 
sans proprietes absorbantes ayant un indice de 
refraction eleve, une couche constitute d'un 
materiau transparent ou semitransparent ayant 
un indice de refraction faible 6XanX appliquee 
comme couche centrale, 
en ce que I'on sdpare du substrat le systeme 
de couches forme, par dissolution de la couche 
de separation et en ce que Pon lave le pigment 
d'interf^rence sous forme lamellaire obtenu et 
en ce que i'on le seche, 
en ce que Ton soumet le pigment a un courant 
d*azote k un traltement thennique k une tem- 
perature comprise entre 1 00 et 300° C et 
en ce que Ton broie et en ce que Ton calibre. 



8. Procdde selon la revendlcation 7, caracterise en 
ce que le materiau sans propri6t§s absoHDantes 
ayant un indice de refraction faible est MgFjj, un 
oxyde metallique ou un polymere. 

5 

9. Precede selon la revendicatlon 8, caracterlse en 

ce que le polymfere est un acrylate. 

10. Proc6d6 selon la revendicatlon 8, caracterise en 
10 ceque I'oxyde metallique est SiOgj AI^Oq ou un me- 
lange de ceux-ci. 

11. Proc^d^ selon la revendicatlon 7, caracterise en 
ce que le m^tal est raluminium , le ch rome» le n ickel , 

^5 un alliage Ni-Cr ou I'argent 

12. Procede selon la revendicatlon 7, caracterise en 
ce que I'oxyde metallique sans proprlites ^sor- 
bantes ayant un indice de refraction eleve est TtO^, 

^0 zrO^p ZnO ou un melange constltu§ de ces oxydes. 

13. Utilisation des pigments selon les revendications 1 
^6 pour la pigmentation des vernis, encres dlmprl- 
merle, matieres piastlques et produSts cosmetlques. 

25 

14. Utilisation selon la revendicatlon 13, caracterlsee 
en ce que les pigments sont utilises sous fonne de 
melanges avec des pigments classiques et avec 
d'autres pigments a effets sptciaux. 

30 

15. Vernis, encres dimprlmerie, matieres piastlques et 
produits cosmetiques, pigmentes avec un pigment 
selon les revendtcations 1 k 6. 

35 
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